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基于单平行分束器的偏光干涉系统
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摘要：为了克服常规偏光干涉系统中核心器件萨瓦板（Ｓａｖａｒｔ）偏光镜制作工艺复杂、装调难度高的缺点，解决由于
Ｓａｖａｒｔ偏光镜装调、加工误差造成的偏光干涉系统条纹混叠和调制度下降的问题，采用了一种基于单平行分束器（ＳＰＢＳ）
的偏光干涉系统的方法，分析了系统的结构原理，采用矩阵传递函数推导了经偏光干涉系统出射光的琼斯矩阵及相干叠

加强度，得出了和基于Ｓａｖａｒｔ偏光镜的干涉系统类似的干涉结果，分析了系统光程差与入射角及入射面的变化关系，并
通过实验验证了理论分析的正确性。结果表明，由于ＳＰＢＳ结构简单，不需要多个单元组合，所以不存在装调误差，并且
大幅度降低了加工误差。
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引　言

偏光干涉系统可以对入射光的偏振信息进行检

测［１２］，也可以和光谱技术、成像技术相结合，对目标物

体进行多维度探测，提高系统的目标分辨能力。目前

三者已经可以实现有机结合，形成偏振光谱成像系

统［３５］，广泛应用于卫星遥感、植被监测、农业灾害预防

以及军事等领域［６９］。偏光干涉系统在偏振光谱成像

系统中相对独立，主要包括萨瓦板（Ｓａｖａｒｔ）偏光棱镜
和格兰棱镜，其中格兰棱镜可以采用格兰泰勒棱镜、
格兰汤姆逊棱镜等具有起偏和检偏作用的偏光棱
镜［１０１２］。

Ｓａｖａｒｔ偏光棱镜是偏光干涉系统的核心组件，要
获得目标物体更多的偏振信息，就需要尽可能地降低

Ｓａｖａｒｔ偏光棱镜的加工误差［１３１４］，然而，由于 Ｓａｖａｒｔ偏
光棱镜由多块偏光晶体部件胶合制作而成，胶合过程

中的各组成部分会产生装调误差，每一个组成部分的
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加工误差都会叠加到 Ｓａｖａｒｔ偏光棱镜中，造成 Ｓａｖａｒｔ
偏光棱镜总的加工误差很难做得很低。而为了满足偏

光干涉系统对 Ｓａｖａｒｔ偏光棱镜高精度的要求，不仅需
要对各个组成部件进行超高精度的加工，还要对各组

成部分的相对位置进行精密调整、胶合，装调难度大，

成品率低，对于特别高精度的 Ｓａｖａｒｔ偏光棱镜需要进
行筛选，这进一步降低了成品率。

为了满足偏光干涉系统对目标偏振信息的检测需

求，同时降低核心器件的加工难度，提出了一种基于单

平行分束器（ｓｉｎｇｌｅｐａｒａｌｌｅｌｂｅａｍｓｐｌｉｔｔｅｒ，ＳＰＢＳ）的偏光
干涉系统，以 ＳＰＢＳ替代 Ｓａｖａｒｔ偏光棱镜。由于 ＳＰＢＳ
可以实现将入射光分为具有一定横向剪切量的两束传

播方向平行的偏振光，两束光的光矢量振动方向相互

垂直，和Ｓａｖａｒｔ偏光棱镜具有相同的作用效果，所以
ＳＰＢＳ可以实现基于Ｓａｖａｒｔ偏光棱镜的偏光干涉效果。
作者从理论上对基于 ＳＰＢＳ的偏光棱镜系统的结构原
理、作用效果进行了分析，得出了与基于Ｓａｖａｒｔ偏光棱
镜偏光干涉相似的结果，并从实验上获取了干涉条纹，

证明了理论分析的正确性。ＳＰＢＳ为单元结构的偏光
棱镜，不需要多个部分组合，有效避免了多个部分组合

时带来的装调误差，另外，也可以避免多个组成部分引

起的面形等加工误差的叠加，有效降低实际制作的偏

光棱镜和理论设计之间的偏离，提高偏光干涉系统对

目标判别的准确性。

１　基本原理

１．１　基于ＳＰＢＳ的偏光干涉系统结构
基于ＳＰＢＳ的偏光干涉系统结构如图１所示。包

括前置准直系统、偏振棱镜 Ｐ１、ＳＰＢＳ、偏振棱镜 Ｐ２、成
像物镜 Ｌ３以及探测器 ＣＣＤ。前置准直系统由透镜
Ｌ１、光阑Ｍ和透镜Ｌ２组成。Ｐ１和Ｐ２的透振方向在ｘ
Ｏｙ面内，与 ｘ轴正方向的夹角分别是 θ１和 θ２，ＳＰＢＳ
光轴方向在 ｘＯｚ面内，光经过前置准直光学系统进
　　

Ｆｉｇ１　Ｐｏｌａｒｉｚａｔｉｏｎｉｎｔｅｒｆｅｒｅｎｃｅｓｙｓｔｅｍｓｔｒｕｃｔｕｒａｌｄｉａｇｒａｍｂａｓｅｄｏｎａｓｉｎｇｌｅ
ｐａｒａｌｌｅｌｐｏｌａｒｉｚｉｎｇｂｅａｍｓｐｌｉｔｔｅｒ

入Ｐ１，透射光变为光矢量振动方向与ｘ轴成角θ１的线
偏振光，经过 ＳＰＢＳ后，出射光分为两束光矢量振动方
向互相垂直的两束线偏振光，两束光传输方向平行，并

且具有一定的横向剪切差，两束光光矢量的振动方向

分别沿 ｘ轴和 ｙ轴，通过检偏器 Ｐ２（光矢量振动方向
为与ｘ轴成角 θ２）使两束线偏振光的振动方向相同，
最后两束光经过会聚透镜Ｌ３后，在其焦平面处形成干
涉条纹［１５］。

１．２　理论推导
考虑起偏器Ｐ１、检偏器Ｐ２的透振方向与ｘ轴夹角

分别是 θ１和 θ２，则二者对应的琼斯矩阵分别是 ＪＰ１和
ＪＰ２，ＳＰＢＳ可以等效为两个正交线偏振器的组合，两个
线偏振器的琼斯矩阵分别为ＪＳＰＢＳ（０°）和ＪＳＰＢＳ（９０°）。若入
射光为完全非偏振光，光强为２Ｉ０，通过起偏器 Ｐ１后，
成为光强为Ｉ０的线偏振光，光矢量振动方向是 θ１，此
时电场的Ｊｏｎｅｓ矢量可以表示为：

［Ｅ（ｔ）］＝
Ｅｘ
Ｅ[ ]
ｙ

＝
Ｅ（ｔ）ｃｏｓθ１
Ｅ（ｔ）ｓｉｎθ[ ]

１

（１）

经过ＳＰＢＳ后被分为光矢量振动方向分别沿 ｘ轴
和ｙ轴的两束光，即 ｅ光和 ｏ光，经过检偏器 Ｐ２后的
两束光的Ｊｏｎｅｓ矢量可以表示为：

Ｅ１ ＝ＪＰ２ＪＳＰＢＳ（０°）ｅｘｐ（ｉｘ）Ｅ

Ｅ２ ＝ＪＰ２ＪＳＰＢＳ（９０°）ｅｘｐ（ｉｙ）
{ Ｅ

（２）

式中，Ｅ１，Ｅ２分别为ｅ光和ｏ光经过检偏器Ｐ２的复振
幅；ｘ，ｙ分别为ｅ光和ｏ光经 ＳＰＢＳ后所产生的相位
延迟；Ｅ为经过起偏器 Ｐ１的光矢量 Ｅ（ｔ）的复振幅。
将各偏振元器件的 Ｊｏｎｅｓ矩阵代入上式［１６］，可得系统

出射两束光的复振幅分别为：

Ｅ１ ＝ＪＰ２（θ２）ＪＳＰＢＳ（０°）ｅｘｐ（ｉｘ）Ｅ＝

ｃｏｓ２θ２ ｓｉｎθ２ｃｏｓθ２
ｓｉｎθ２ｃｏｓθ２ ｓｉｎ２θ[ ]

２

ｅｘｐ（ｉｘ） ０[ ]
０ ０

Ｅｘ
Ｅ[ ]
ｙ

＝

ｃｏｓθ１ｃｏｓθ２［Ｅｘｃｏｓθ１＋

Ｅｙｓｉｎθ１］ｅｘｐ（ｉｘ）
ｃｏｓθ２
ｓｉｎθ[ ]

２

（３）

Ｅ２ ＝ＪＰ１（θ２）ＪＳＰＢＳ（９０°）ｅｘｐ（ｉｙ）Ｅ＝

ｃｏｓ２θ２ ｓｉｎθ２ｃｏｓθ２
ｓｉｎθ２ｃｏｓθ２ ｓｉｎ２θ[ ]

２

０ ０
０ ｅｘｐ（ｉｙ

[ ]
）

Ｅｘ
Ｅ[ ]
ｙ

＝

ｃｏｓθ１ｃｏｓθ２［Ｅｘｃｏｓθ１＋

Ｅｙｓｉｎθ１］ｅｘｐ（ｉｙ）
ｃｏｓθ２
ｓｉｎθ[ ]

２

（４）

　　Ｅ１，Ｅ２两束光满足相干条件，发生干涉，在 ＣＣＤ

３８３
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上两束光叠加后的强度为：

Ｉ＝〈ＥＥ〉＝〈（Ｅ１＋Ｅ２）（Ｅ１＋Ｅ２）〉＝
［ｃｏｓ２θ１ｃｏｓ

２θ２＋ｓｉｎ
２θ１ｓｉｎ

２θ２］×
［Ｉｘｃｏｓ

２θ１＋Ｉｙｓｉｎ
２θ２］＋２ｃｏｓθ１ｃｏｓθ２×

ｓｉｎθ１ｓｉｎθ２［Ｉｘｃｏｓ
２θ１＋Ｉｙｃｏｓ

２θ２］ｃｏｓ （５）
式中，Ｉｘ＝〈ＥｘＥｘ〉，Ｉｙ＝〈ＥｙＥｙ〉，＝ｘ－ｙ是两束光
的相位差，上标表示厄米共轭，上标表示复共轭。

对于θ１和θ２的取值，由（５）式可知，当θ１和θ２取
０°或９０°时，ＣＣＤ上光强分布一致，干涉条纹可见度为
０，观测不到干涉条纹，只有当 θ１，θ２∈（－π／２，０）∪
（０，π／２）时，ＣＣＤ上的光强分布不再一致，会呈现出明
暗条纹分布，干涉条纹的可见度不再为 ０，当 θ１ ＝
θ２ ＝π／４时，明暗条纹之间的光强差别达到最大，对
应的干涉条纹可见度也达到最大，在ＣＣＤ上观察到最
清晰的干涉条纹。

基于ＳＰＢＳ和基于 Ｓａｖａｒｔ偏光棱镜的偏光干涉系
统结构相比较，由于 Ｓａｖａｒｔ偏光棱镜由前后两部分组
成，理想情况下，两部分的光轴应该严格呈９０°，但在
实际加工过程中，不可能做到严格的９０°，会存在一定
的角度误差［１７］，假设棱镜后半部分的光轴和前半部分

的不垂直，偏离角度为α，如图２所示。

Ｆｉｇ２　Ｄｉａｇｒａｍｏｆｏｐｔｉｃａｌａｘｅｓｄｅｖｉａｔｉｏｎｆｒｏｍｖｅｒｔｉｃａｌｄｉｒｅｃｔｉｏｎｂｅｔｗｅｅｎｔｈｅ
Ｓａｖａｒｔｐｒｉｓｍｆｒｏｎｔａｎｄｂａｃｋｐａｒｔｓ

光经过棱镜第一部分后，光分解为光矢量相互垂

直的两束光（ｏ光和 ｅ光），两束光的光矢量的大小相
等，即满足：

Ａｏ ＝Ａｅ ＝Ａ１ （６）
　　经过第二部分后，Ａｏ和Ａｅ分别向光轴２和垂直于
光轴２的方向投影，得到经过第二部分后沿光轴２的
光矢量Ａｅ，２的大小为：

Ａｅ，２ ＝Ａｏ，ｅ－Ａｅ，ｅ ＝Ａｏｃｏｓα－
Ａｅｓｉｎα＝Ａ１（ｃｏｓα－ｓｉｎα） （７）

　　同样，经过第二部分后沿光轴２的光矢量 Ａｏ，２的
大小为：

Ａｏ，２ ＝Ａｏ，ｏ＋Ａｅ，ｏ ＝Ａｏｓｉｎα＋
Ａｅｃｏｓα＝Ａ１（ｓｉｎα＋ｃｏｓα） （８）

　　Ａｅ，２和 Ａｏ，２在４５°方向在进行投影，由于二者不相
等，所以干涉后的光强的极大值 Ｉｉ，ｍａｘ和极小值 Ｉｉ，ｍｉｎ分
别表示为：

Ｉｉ，ｍａｘ ＝Ａ１
２［（ｃｏｓα＋ｓｉｎα）２＋（ｃｏｓα－ｓｉｎα）２］＋

２Ａ１
２（ｃｏｓα＋ｓｉｎα）（ｃｏｓα－ｓｉｎα）＝
２Ａ１

２［ｃｏｓ２α＋ｓｉｎ２α＋ｃｏｓ２α－
ｓｉｎ２α］＝４Ａ１

２ｃｏｓ２α （９）
Ｉｉ，ｍｉｎ ＝Ａ１

２［（ｃｏｓα＋ｓｉｎα）２＋（ｃｏｓα－ｓｉｎα）２］－
２Ａ１

２（ｃｏｓα＋ｓｉｎα）（ｃｏｓα－ｓｉｎα）＝
２Ａ１

２［ｃｏｓ２α＋ｓｉｎ２α－ｃｏｓ２α＋
ｓｉｎ２α］＝４Ａ１

２ｓｉｎ２α （１０）
　　所以干涉条纹可见度：

Ｖ＝
Ｉｉ，ｍａｘ－Ｉｉ，ｍｉｎ
Ｉｉ，ｍａｘ＋Ｉｉ，ｍｉｎ

＝ｃｏｓ
２α－ｓｉｎ２α

ｃｏｓ２α＋ｓｉｎ２α
＝ｃｏｓ（２α） （１１）

可以看到，光轴偏离角 α越大，可见度越低，并且
α越大，可见度的下降速度越快。当光轴偏离角为１°
时，对应的可见度会下降０．０２％，而当光轴偏离角为
５°时，对应的可见度就会下降０．３８％。

以上仅仅分析了Ｓａｖａｒｔ偏光棱镜前后两部分光轴
在同一平面内但不垂直的情况，二者如果不在同一平

面内，情况会更加复杂，并且棱镜的两部分相胶合时，

胶合面的面型偏差也会增大系统误差，胶合层的应力

不均匀产生的折射率分布不均匀也会影响干涉成像效

果，另外，前后两个部分加工和安装误差也会引起光路

失配，导致色散现象，特别对于复色光，将产生较大的

影响，以上因素在 ＳＰＢＳ中均不存在，所以基于 ＳＰＢＳ
的偏光干涉系统的系统误差要小于基于Ｓａｖａｒｔ偏光棱
镜的系统。

１．３　ＳＰＢＳ特性分析

采用负单轴冰洲石晶体制作ＳＰＢＳ，冰洲石材料具
有较大的双折射率，并且透过率高，具有稳定的物理、

化学性质，是制作高性能偏光器件的首选材料［１８２０］。

假设ＳＰＢＳ主截面在 ｘＯｚ平面内，光轴方向与 ｚ轴正
方向成ψ角，如图３所示，自然光正入射 ＳＰＢＳ后分成
ｏ光和ｅ光，经过ＳＰＢＳ后，两束光传播方向平行，光束
中心拉开一定的横向距离，形成剪切差ｄ。

ｔ为ＳＰＢＳ的长度，ｉ为入射角，光进入晶体后 ｏ光
和ｅ光的折射角分别是φ，φ′，满足：

ｓｉｎｉ＝ｎｏｓｉｎφ （１２）
ｓｉｎｉ＝ｎｅ′ｓｉｎφ′ （１３）

４８３
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Ｆｉｇ３　ＳｃｈｅｍａｔｉｃｄｉａｇｒａｍｏｆＳＰＢＳｏｐｔｉｃａｌｐａｔｈ

式中，ｎｏ为ｏ光的主折射率，ｎｅ′为 ｅ光的折射率。ｎｅ′
由Ｓｎｅｌｌ定律给出：

１
ｎｅ′

２ ＝
ｓｉｎ２θ
ｎｅ
２ ＋

ｃｏｓ２θ
ｎｏ
２ （１４）

式中，θ为光波法线方向与晶体光轴之间的夹角。
所以由ＳＰＢＳ产生的ｅ光、ｏ光之间的光程差Δ可

以表示为：

Δ＝ＯＡ·ｎｅ′－（ＯＢ·ｎｏ＋ＢＣ）＝
ｔ

ｃｏｓφ′
·
ｓｉｎｉ
ｓｉｎφ′

－ ｔ
ｃｏｓφ
·
ｓｉｎｉ
ｓｉｎφ

－

ｔｓｉｎｉ（ｔａｎφ′－ｔａｎφ）＝ｔｓｉｎｉ（ｃｏｔφ′－ｃｏｔφ）（１５）
式中，ＯＡ为ｅ光在 ＳＰＢＳ中经过的距离，ＯＢ为 ｏ光在
ＳＰＢＳ中经过的距离，ＢＣ为经过ＳＰＢＳ后ｏ光和ｅ光由
于出射位置不同带来的光程差。

考虑更一般的光入射情况，如图 ４所示。设
ＡＢＭＯ为包含光轴Ｏη的主截面，ＯＣＤＭ为包含 ｅ光
（ＯＮ）的入射面，设入射面与主截面之间的夹角为ω，ψ
为光轴与晶体入射端面的法线ＯＭ夹角，设 ｉ^，^ｊ，^ｕ，^ｖ，^ｋ
为单位矢量，满足 ｉ^⊥ｋ^，^ｊ⊥ｋ^，两个面 ＡＢＭＯ和 ＯＣＤＭ
的夹角（即 ｉ^和 ｊ^正向夹角）为ω，则：

ｃｏｓθ＝^ｕ·ｖ^＝（^ｉｓｉｎφ′＋^ｋｃｏｓφ′）·
　（^ｊｓｉｎψ＋^ｋｃｏｓψ）＝ｃｏｓωｓｉｎφ′ｓｉｎφ′＋ｃｏｓφ′ｃｏｓψ （１６）

Ｆｉｇ４　Ｓｃｈｅｍａｔｉｃｄｉａｇｒａｍｗｈｅｎｔｈｅｒｅｉｓａｎａｎｇｌｅωｂｅｔｗｅｅｎｔｈｅｍａｉｎｓｅｃ
ｔｉｏｎａｎｄｔｈｅｉｎｃｉｄｅｎｔｐｌａｎｅ

由（１３）式～（１６）式可得：

Δ＝ΔＳＰＢＳ ＝ｔ［ｓｉｎｉｃｏｔφ′－ｓｉｎｉｃｏｔφ］＝

ｔ１
Ｃ０
－１ｂ＋

（ａ２－ｂ２）ｓｉｎψｃｏｓψｃｏｓω
Ｃ０
２ ｓｉｎｉ{ ＋

ｓｉｎ２ｉ
２ ｂ－ａ

２

Ｃ( )
０
ｓｉｎ２ω＋ ｂ－ａ

２ｂ２

Ｃ０
( )３ ｃｏｓ３[ ]ω＋

　
　
ｔｅｒｍｉｎｓｉｎ４ｉ， }ｅｔｃ （１７）

式中，ａ２＝１／ｎｅ
２，ｂ２＝１／ｎｏ

２，Ｃ０
２＝ａ２ｓｉｎ２ψ＋ｂ２ｃｏｓ２ψ，上

式中含有常数项，导致了只有在单色光情况下干涉条

纹方能被观察到，通常情况下，复色光作为光源产生的

干涉条纹看不见。

一般入射角ｉ比较小，略去ｓｉｎｉ的高次项，得到：

Δ＝ｔａ
２－ｂ２

ａ２＋ｂ２
（ｃｏｓω＋ｓｉｎω）ｓｉｎ[ ]ｉ （１８）

式中，ｓｉｎｉ的系数即为厚度为 ｔ的 ＳＰＢＳ的横向剪切量
ｄ，即：

ｄ＝ｔ ａ２－ｂ２

ａ２ｓｉｎ２ψ＋ｂ２ｃｏｓ２ψ
ｓｉｎψｃｏｓψｃｏｓ[ ]ω （１９）

　　图３中ｅ光和ｏ光的剪切量在ｘＯｚ平面内，考虑
到最大剪切差及加工难易程度，通常情况下取 ψ＝
４５°，并且使入射面与主截面重合（ω＝０°），此时的剪
切量ｄ为：

ｄ＝（ａ
２－ｂ２）ｔ
ａ２＋ｂ２

（２０）

　　ＳＰＢＳ长度ｔ＝２５ｍｍ，光程差ΔＳＰＢＳ随入射角ｉ和入
射面与主截面夹角 ω的变化如图５所示。由图中看
出，在正入射时，ｏ光和 ｅ光的光程差不是最大的，且
相位差变化并不关于０°入射对称，提示在调整光路时
需注意。图６ａ所示为ω＝０°、入射角在 ±６°范围内变
化时相位差的变化情况；图６ｂ所示为ω＝９０°、入射角
在±６°范围内相位差的变化情况。在 ＳＰＢＳ通光孔径
足够大的情况下，为增大相位差，可适当调整入射角的

大小以满足需求。

Ｆｉｇ５　ＯｐｔｉｃａｌｐａｔｈｄｉｆｆｅｒｅｎｃｅΔＳＰＢＳｃｈａｎｇｉｎｇｗｉｔｈｉａｎｄω

采用单平行分束器，不同于以往 Ｓａｖａｒｔ板作为分
光器件，其优点归纳起来有３个方面：（１）易于加工，

５８３
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Ｆｉｇ６　ａ—ｃｕｒｖｅｏｆｏｐｔｉｃａｌｐａｔｈｄｉｆｆｅｒｅｎｃｅｃｈａｎｇｉｎｇｗｉｔｈｉｎｃｉｄｅｎｃｅａｎｇｌｅ
ｗｈｅｎω＝０°　ｂ—ｃｕｒｖｅｏｆｏｐｔｉｃａｌｐａｔｈｄｉｆｆｅｒｅｎｃｅｃｈａｎｇｉｎｇｗｉｔｈｉｎ
ｃｉｄｅｎｃｅａｎｇｌｅｗｈｅｎω＝９０°

在方解石原石上加工成品难度下降，而 Ｓａｖａｒｔ板由两
块单板粘合而成，单板加工精度要一致，并且粘合时光

轴对准精度要求高；（２）误差减小，单平行分束器只需
光轴与晶体通光面方向严格４５°，而Ｓａｖａｒｔ板需要两块
单板光轴方向同时满足要求，另外粘合时胶水也会增

加不确定因素，因而误差会大大增加；（３）有效防止色
散影响，两个半块加工误差会导致光路不匹配，引起色

散，而单块晶体不存在这一问题。

２　实验结果

实验光源为ＨｅＮｅ激光（波长为６３２．８ｎｍ），偏振
器Ｐ１和Ｐ２均为格兰泰勒棱镜，消光比优于１０

－５，偏

振方向θ１＝θ２＝４５
°，ＳＰＢＳ长度 ｔ＝２５ｍｍ，室温 ｏ光、ｅ

光在晶体中折射率ｎｏ＝１．６５５７，ｎｅ＝１．４８５２
［２１］。会聚透

镜焦距 ｆ３＝５４ｍｍ，探测器 ＣＣＤ单帧分辨率为１３７６×
１０３２，像元尺寸大小为６．４５μｍ×６．４６μｍ，有效光谱响
应范围４００ｎｍ～８００ｎｍ。

图７ａ为理论模拟图，出现明暗相见的干涉条纹，
图７ｂ是 ＣＣＤ处于距检偏器５４ｍｍ处的图像，模拟干
涉图与实际成像效果基本一致。由于激光相干性好，

出现散斑，对干涉条纹形貌稍有影响。

图８是 Ｓａｖａｒｔ棱镜的偏振干涉图［１８］。因棱镜放

置方向不同而干涉条纹方向不同，但成像效果与用

ＳＰＢＳ为分光元件的差别不大。

Ｆｉｇ７　ａ—ｔｈｅｔｈｅｏｒｅｔｉｃａｌｉｎｔｅｒｆｅｒｅｎｃｅｉｍａｇｅ　ｂ—ｉｍａｇｅｔａｋｅｎｂｙＣＣＤ

Ｆｉｇ８　ＩｎｔｅｒｆｅｒｅｎｃｅｉｍａｇｅｏｆＳａｖａｒｔｐｏｌａｒｉｚｅｒ

３　结　论

采用ＳＰＢＳ构成的偏光干涉系统的工作原理，通
过数值计算给出了偏光干涉图像，设计了实验，得到了

基于ＳＰＢＳ的偏光干涉系统的干涉图像，和理论计算
的进行对比，二者一致，验证了理论分析的正确性，从

理论和实验上证明 ＳＰＢＳ可以用于偏光干涉系统，替
代常用的萨瓦板，并且，ＳＰＢＳ与Ｓａｖａｒｔ板相比较，避免
了多个双折射晶体组成部分组合带来的误差，另外，减

少了多个通光面对入射光的累积误差，有利于提高偏

光干涉系统的精度。
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